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Syfte

Mitteknik och sensorer kommer in inom i princip alla verksamhetsomriden for en
civilingenjor. Det kan t.ex. réra sig om detaljerade studier av signaler frin nervceller i
hjirnan, detektering av ljus i optiska fiber eller 6vervakning av tillverkningen i en
processindustri. Andelen mikrosensorer 6kar inom sambhillet, speciellt inom bilindustrin

dir det idag 4r standard med krocksensorer, tiltsensorer och tex dicktrycksensorer

Mal
Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

« ha teoretiskkunskap om olika processmetoder for framstillning av mikrosensorer

« kunna férklara funktionen hos olika detektionsmetoder

+ kunna vilja limplig givardesign och instrument i en given mituppgift samt utféra
mitningar

Firdighet och formaga
For godkind kurs skall studenten

« ha face erfarenhet av experimentellt arbete
« kunna bygga upp ett mitsystem i praktiken
+ illigna sig och sovra i information ur ett strre material, t ex ldrobok eller labmaterial,



med ingen lisanvisning.

+ kunna kommunicera resultat fran laborativa experiment skriftligt och muntligt

Virderingsformdga och forhillningssitt
For godkind kurs skall studenten

+ ha férméga att kritiskt beddma mitresultat for att minimera risken f6r mitfel och

feltolkning.

Kursinnehall

Kursen priglas av mycket experimentellt och sjilvstindigt arbete kombinerat med en
kortare serie foreldsningar som presenterar tillverkningsmetoder och de fysikaliska
grundprinciperna for kiselbaserade mikrosensorer. Laborationer och projektarbete
omfattar tillverkning av mikrosensorer i kisel samt studier och karaktirisering av de
sensorer som ni tillverkar i renrumslaborationen. Grundlidggande kunskaper i
tillverkningsmetoder av mikromekaniska komponenter och sensorer ges. Bland annat

behandlas litografiska processteg och etsmetoder.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkind, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedémning: For betyg 3 krivs godkint fordjupningsarbete med skriftlig
rapport samt godkint projekt med tillhérande posterredovisning. Hogre betyg kan
erhéllas vid skriftlig tentamen.

Om s krivs for att en student med varaktig funktionsnedsittning ska ges ett likvirdigt
examinationsalternativ jimfort med en student utan funktionsnedsittning, si kan
examinator efter samrdd med universitetets avdelning for pedagogiskt stéd fatta beslut om
alternativ examinationsform for berord student.

Antagningsuppgifter

Férutsatta forkunskaper: EEM007 eller BMEF05 Mitteknik, EEM045 Sensorer,
EEMF15 Sensorer och Mitteknik eller ESSF10 Mitteknik.

Begrinsat antal platser: 28

Urvalskriterier: Antal poing pi programmet. Fortur ges till studenter vars program har
kursen listad i sin ldro- och timplan.

Kursen 6verlappar féljande kurser: EEM050

Kurslitteratur
- E-bocker tillgingliga via LUB.

Kontaktinfo och ovrigt

Kursansvarig: Martin Bengtsson, martin.bengtsson@bme.lth.se
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/mikrosensorer/mikrosensorer/
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